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Zalacznik Nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH
WARUNKOW TECHNICZNYCH

WYMAGANIA BEZWZGLEDNE:

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego skaningowego mikroskopu
elektronowego (SEM) ze zintegrowanym ukladem rentgenowskiego spektrometru z dyspersja
energii (EDS) oraz napylarka prézniowa.

Dostawa powinna obejmowac nastgpujace sktadniki:

I.  Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM)
Mikroskop SEM powinien by¢ instrumentem najnowszej generacji, sterowanym calkowicie
cyfrowo.
Mikroskop powinien bezwzglednie spetniac¢ nastgpujace wymagania:

LP Wymagania minimalne Oferowane

1 | Dzialo elektronowe przystosowane do pracy z katoda
wolframowa

2 | Mozliwos¢ prowadzenia obserwacji w warunkach wysokiej
(HV) 1 niskiej (LV) prézni

3 | Zakres cisnien w komorze preparatu w trybie niskiej prozni
od co najwyzej 10 Pa do co najmniej 270 Pa

4 | Napigcie przyspieszajace regulowane w zakresie od co
najwyzej 300 V do co najmniej 30 kV

5 | Zdolnos¢ rozdzielcza | nie gorsza niz 3,0 nm przy
mikroskopu w trybie | napieciu przyspieszajacym
wysokiej prozni (HV) 30 kV

nie gorsza niz, 8,0 nm przy
napigciu przyspieszajacym 3
kV

nie gorsza niz 15,0 nm przy
napigciu przyspieszajacym 1
kV

6 | Zdolnos$¢ rozdzielcza mikroskopu w trybie niskiej prozni
(LV) nie gorsza niz 4,0 nm przy napigciu przyspieszajacym

30 kV.
7 | Powigkszenie obrazéw | minimalne powigkszenie co
mikroskopowych (dla | najwyzej 5 x

probki  umieszczonej W | maksymalne powigkszenie
eucentrycznej odlegtosci | co najmniej 300 00 x

roboczej, dla obrazu w
referencyjnym formacie A6)
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Automatyczna korekcja powigkszenia wraz ze zmiana
napigcia przyspieszajacego kV i/lub  odlegtosci roboczej
WD

Przystona soczewki obiektywu z co najmniej 3-ma
wielko$ciami otworu do wyboru, obstugiwana z zewnatrz
kolumny mikroskopu

10

Niezalezna regulacja wartosci napigcia przyspieszajacego 1
pradu wiazki elektronowe;j

11

Mikroskop wyposazony w | detektor elektronow
nastepujace detektory | wtornych (SE) do pracy w
obrazow elektronowych trybie wysokiej prozni

poOtprzewodnikowy detektor
elektronow wstecznie
rozproszonych (BSE) do
pracy w trybach wysokiej
i niskiej prézni

12

Komora preparatu, umozliwiajaca montowanie probek
o maksymalnej wysokosci nie mniejszej niz 80 mm
1 maksymalnej $rednicy nie mniejszej niz 200 mm

13

Stolik probek o duzej nosno$ci zamontowany na jednej
z bocznych $cian komory preparatu  z eucentrycznym
pochylem dla wszystkich odleglosci roboczych (WD),
zmotoryzowany we wszystkich 5-ciu osiach (X, Y, Z, R, T)

14

Zakresy zmotoryzowanych | X: co najmniej 100 mm

przesuwow stolika Y: co najmniej 100 mm

Z: co najmniej 75 mm

obrét  (R): 360° bez
ograniczen

pochyl  (T): minimalny
zakres od -10° do +90°

15

Maksymalna dopuszczalna waga probki nie mniej niz 3 kg

16

Mozliwo$¢ wyposazenia komory preparatu w zintegrowana
sluze prozniowa do szybkiego wprowadzenia probek

17

Komora preparatu wyposazona w co najmniej 8 portow
prozniowych, zapewniajacych mozliwos¢ montowania 1
jednoczesna  bezkolizyjna  pracg  detektoréw, w
szczegblnosci detektorow sygnatow SE, BSE, EDS i CCD

18

Mikroskop wyposazony w mikroskopowa kamer¢ CCD
podgladu wnetrza komory, umieszczona na gornej plycie
komory, sprzgzona z oprogramowaniem nawigacji
stolikiem probki 1 umozliwiajaca rejestracj¢ referencyjnego
obrazu stolika w powigkszeniu 1 X

19

Automatyczny ukltad pompowania mikroskopu, bazujacy
na pompie dyfuzyjnej

20

Uktad chtodzenia woda w obiegu zamknigtym

21

System komputerowy, komputer standardu PC
zapewniajacy sterowanie z klawiatura i mysza,
mikroskopem, obserwacje wyposazony w nagrywarke
obrazoéw mikroskopowych, | DVD x16, dedykowana
ich obrébke, zapisywanie karte graficzng i karte
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(wraz z zestawem
parametrow) w formatach
TIFF, BMP, JPEG

z rozdzielczo$cia
maksymalna powyzej 18
megapikseli oraz ich
przechowywanie, w tym

sieciowa

2 monitory LCD (co
najmniej 19")

system operacyjny
umozliwiajacy pelna
funkcjonalnosé
oferowanego sprz¢tu (SEM)

panel operacyjny do
recznego sterowania
nastawami mikroskopu

22

Oprogramowanie sterujace mikroskopu 1 wszystkie
aplikacje specjalistyczne wystgpujace w oferowanym
instrumencie (w szczegdlno$ci oprogramowanie EDS)
uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows XP
lub 7 i kompatybilne z innymi standardowymi programami
srodowiska Microsoft Windows

23

Wymagane funkcje automatyczne: nasycanie pradu
zarzenia katody, ustawianie jasnosci i kontrastu, ustawianie
ostro$ci, korekcja astygmatyzmu

24

Wymagane funkcje mozliwo$¢
wyswietlania obrazow petnoekranowego
wyswietlania obrazu

mozliwo$¢ jednoczesnego
wyswietlania obrazéw

z detektora SE i BSE na
ekranie jednego monitora

mozliwo$¢ dzielenia ekranu
monitora na 2 lub 4 sektory
1 wyswietlania 2 lub 4
r6znych dowolnych

obrazoéw przywotanych
z biblioteki

mozliwo$¢ jednoczesnego
wyswietlania 2 lub 3
obrazéw na ekranie jednego
monitora

z mozliwoscia niezaleznego
ustawienia parametrow
(kontrast, jasno$¢) dla
kazdego z nich

mozliwo$¢ wys$wietlania
dowolnego  obszaru  z
sygnalem z detektora BSE
na tle obrazu
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| | z detektora SE i na odwrot |

I1.  Uklad rentgenowskiego spektrometru z dyspersja energii (EDS):
Mikroskop powinien by¢ wyposazony w spektrometr rentgenowski z dyspersja energii (EDS),
w petni przystosowany sprzetowo i programowo do wspolpracy z oferowanym mikroskopem SEM.
Spektometr EDS powinien bezwzglednie spetnia¢ nastepujace wymagania:

LP Wymagania minimalne Oferowane

1 | Detektor uktadu EDS typu SDD (Silicon Drift Detector),
nie wymagajacy chtodzenia ciektym azotem

2 | Aktywna powierzchnia sensora detektora SDD, co najmniej
10 mm>.

3 | Gwarantowana rozdzielczo$¢ energetyczna nie gorsza niz
130 eV dla linii Ka manganu

4 | Zakres detekcji pierwiastkow: od berylu (Be) do plutonu
(Pu)

5 | Cyfrowy system sterowania umozliwiajacy przejgcie
kontroli nad potozeniem wiazki elektronowej mikroskopu
SEM oraz przechwytywanie obrazow
elektromikroskopowych SE i BSE

6 | Oprogramowanie zbieranie widm
umozliwiajace zbieranie, rentgenowskich: w punkcie,
analiz¢ i zapis danych z dowolnie wybranego
rentgenowskich, obszaru lub
a w szczegolnosci z catego kadru

automatyczna i manualng
analiz¢ jako$ciowa
analize ilosciowa
bezwzorcowa z

wykorzystaniem metody
XPP korekcji macierzowej

wielopunktowa analize
jakosciowa 1 ilosciowa
wykonywana w trybie
automatycznym

badanie rozktadu wybranych
pierwiastkow na zadanym
obszarze ( ap ping)

z rozdzielczoscia
maksymalna do co najmniej
4096 x 4096 pikseli

badanie rozktadu wybranych
pierwiastkéw wzdluz linii
(linescan) z maksymalna
rozdzielczoscia do co
najmniej 8192 pikseli
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zbieranie pelnego widma dla
kazdego piksela zadanego
obszaru (spectra imaging)

z rozdzielczoscia
maksymalna do co najmniej
4096 x 4096 pikseli
jednoczesne
przechwytywanie 2 obrazéw
elektronowych (SE i BSE)

z rozdzielczoscia
maksymalna do co najmniej
8192 x 8192 pikseli

I11.  Napylarka prozniowa:

Dostawa powinna obejmowac¢ fabrycznie nowe urzadzenie do nanoszenia cienkich powtok warstw
przewodzacych metali szlachetnych lub stopéw metali szlachetnych, na powierzchni¢ preparatow
nieprzewodzacych przeznaczonych do badania w mikroskopie SEM (napylarka prézniowa typu
Sputter Coater). Urzadzenie to powinno bezwzglednie spelnia¢ nastgpujace wymagania
podstawowe:

LP Wymagania minimalne Oferowane

1 | Mozliwo$¢ nanoszenia cienkich ciaglych powtok o matym
ziarnie, odpowiednich dla prowadzenia obserwacji i analiz
w mikroskopie SEM z dzialem z katoda wolframowa

2 | Mozliwo$¢ nanoszenia powtok na mate i wigksze probki o
$rednicy do co najmniej 80 mm

3 | Urzadzenie powinno by¢ proste w obstudze, szybkie w
dziataniu (czas efektywneg0 naparowywania nie
przekraczajacy 5 minut) i gwarantujace powtarzalnosé
procesu naparowania

4 | Urzadzenie powinno by¢ dostarczone wraz z co najmniej
jednym targetem Au, Pd lub Au/Pd

Uwaga:
Kolumne III nalezy bezwzglednie wypelni¢ wpisujac ,,spelnia” — jesli oferowane parametry
odpowiadaja minimalnym wymaganiom lub poda¢ oferowane parametry.

Podpis Wykonawcy
lub osoby upowaznionej
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